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イメージャーのテスト シナリオはユース ケースと一致している必要があります。
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共役距離どのように確保

これらに関係無く

または、 ？

、アパーチャーサイズ 波長スペクトル

ターゲット形状

https://kyokko.com/maker/optikos/
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方法

レーザー不等光路干渉計

校正済みカメラ

シャック・ハルトマン波面センサー

シアプレート干渉計

オートコリメーション

スキャニングペンタプリズム

ピンホール光源 単色光源
機器EFL >>

コリメータEFL
リレー光学系 > コリメータ開口 コリメータの調整機能
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コリメーションを確実にする方法はいくつかあります…

スキャニングペンタプリズムは、私たちが必要とする汎用性を備えています。

https://kyokko.com/maker/optikos/


入射光線

偏向光線 偏向光線プリズムを回転

偏向角は変化しません！

入射光線
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ペンタプリズムは一定の偏向角を提供します。

90°90°

この文書およびここに含まれる情報はOptikos Corporationの専有財産であり、機密情報です。
無断での複製、複写、または使用は固く禁じられています。

https://kyokko.com/maker/optikos/
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レイファンプロット

ペンタプリズムの位置

望遠鏡の
像の位置

走査ペンタプリズム方式

焦点ずれ

生成

ターゲットプロジェクター

アライメント望遠鏡 + スキャニングペンタプリズム

■ アライメント望遠鏡とコリメータは互いにしっかりと固定されています。
● ペンタプリズムのみを動かすことで、リニアガイドウェイに求められる

真直度が大幅に低減します。

■ 望遠鏡像の位置は、ターゲットプロジェクターから集光された光線の

角度に比例します。

https://kyokko.com/maker/optikos/


望遠鏡対物レンズにおける主光線の高さ

像の位置

像空間における主光線の角度

撮像素子における主光線の高さ
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幾何光学解析 — 原稿参照
ペンタプリズム = 開口絞り → 物体空間における視線を定義する

展開状態

設計により既知

動作中に監視

数量は計算対象

• s — 公称開口間隔

• f — 望遠鏡の対物レンズの焦点距離

• x — ペンタプリズムの位置

• c — センサー上の主光線の高さ

• t — 物体距離

y =
x(t+x)

t-s
- x

z =
x

(t+x)
- 1

f

tan α =
z-y

i

c = z - (i - f - ∆ｆ）tan α

■

■

■

■

実物体または投影物体

望遠鏡の対物レンズ

イメージセンサー

ｘ

ｓ

ｃ

θ

照準線

照準線

照準線

実物体
または
投影物体

走査ペンタプリズム絞り

(-t -x, -x)

(-s -x, 0) (0, y)
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アライメント望遠鏡
対物レンズ

イメージセンサー

イメージ
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スキャン範囲

350 mm

重量

16.9 kg

ピクセル対角線

2秒角

全視野角

1.38°

スペクトル範囲

300～1000nm

スキャニングペンタプリズム実証機

https://kyokko.com/maker/optikos/
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フォーカス設定の調整

ライブビデオにおけるオートコリメータの十字線

測定された光線ファン

球面収差の補正

入
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θ
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秒
角
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x スキャン位置（mm）
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公称フォーカス設定

最適化フォーカス設定

https://kyokko.com/maker/optikos/


350mm
反射コリメーター

スキャニング
ペンタプリズム

LUPI

LUPI用
リターンフラット
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■ レーザー不等光路干渉計（LUPI）は、以下の両方の機能を備えています。

1. コリメーション測定のための点光源

2. コリメーションの独立測定

投影距離 > 35km 投影距離 = 34km 投影距離 = 23km

コリメーションからのずれの測定

ゼルニケ屈折力 = 0.05 λ

入
射
角
（秒
角
）

スキャニングペンタプリズム

LUPI
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瞳孔位置(mm) 瞳孔位置(mm) 瞳孔位置(mm)

-175 -105 -35 35 105 175

スキャニングペンタプリズム

LUPI

スキャニングペンタプリズム

LUPI

ゼルニケ屈折力 = 1.48 λ ゼルニケ屈折力 = 2.33 λ

https://kyokko.com/maker/optikos/


白色光光源
発生器

測量用巻尺
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■ 走査ペンタプリズムは、あらゆる光ビームの共役距離を測定するための

多用途な技術です。

有限共役の測定
スキャニングペンタプリズム測定値 ％差
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視差の測定
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■望遠鏡のレチクルは、均一な背景照明があれば
測定できます。

■ライフルスコープの場合、スコープの対物レンズ

側にある「視差ゼロ距離」を直接測定できます。
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